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Development of automatic defect inspection systemDevelopment of automatic defect inspection system

power device / energy savingパワーデバイス / 省エネ

名古屋大学

デバイスメーカー、素材メーカーとの連携により、パワー

デバイスの生産性を低下させるキラー欠陥の特定を進めて

います。SiC、GaN基板を扱う、各種製造業の皆様と連携して

いきたいと考えております。

半導体製造の生産性を向上させる
キラー欠陥自動検査システムの開発

次世代のパワーデバイス半導体材料であるSiC（炭化

ケイ素）やGaN（窒化ガリウム）では、結晶欠陥がデバイス

の特性や信頼性、生産性に影響を与えるため、欠陥検査技術

が重要となります。 

本研究開発では、光学的な観察によりパワーデバイス

半導体基板の欠陥検査を行う手法を確立し、パワーデバイ

スの生産性の向上に寄与する検査システムを構築する

ことを目的としています。

理論と実験による検討から、Mipox社と共同開発した

観察装置において、欠陥の詳細な解析方法を確立し、

自動検出・自動識別のアルゴリズムを設計しました。

今後は、デバイスメーカーとの連携により、デバイス特性

に悪影響を与える欠陥の同定と自動識別法の確立を目指

し、パワーデバイスの生産性向上に寄与する技術とする

ことを目指します。

Mipox社と共同開発したXS-1 Sirius
XS-1 Sirius developed in collaboration with Mipox Corporation

光学観察像と放射光トポグラフィの比較
Optical and X-ray topography image of SiC crystal

SiCウエハの観察像と欠陥密度マッピング
Optical observation and defect mapping of SiC wafer
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Mipox株式会社 新製品 結晶転位高速観察装置「XS-1 Sirius」を発表
https://product.mipox.co.jp/product_info/20200929.html
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